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loop

mesa de centro ¢c/2
TOK&STOIK

loop

mesa de centro ¢c/2
TOK&STOK

Q’% Produto vem montado
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N&o utilizar produtos Pano levemente por mesa Nao utilizar produtos Pano levemente por mesa
quimicos ou abrasivos na umedecido com agua, capacidade maxima quimicos ou abrasivos na umedecido com agua, capacidade maxima
limpeza. Evitar contato seguido de pano seco. suportavel, distribuida limpeza. Evitar contato seguido de pano seco. suportavel, distribuida
com objetos cortantes. uniformemente com objetos cortantes. uniformemente
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